
































































パイロメータ	

物体の熱放射により温度を測定する非接触式の温度計測器．	

パイロメータとは	

サンプル背面光を光ファイ
バーで採光し、光学素子
を用いて750,	  800	  nmの2
線強度比Rから背面温度T
を算出する。	  

パイロメータの構造	

h	  :	  プランク定数,	  c	  :	  光速,	  	  k	  :	  ボルツマン定数,	  λ1,	  λ2	  :	  波長	

𝑇= ℎ𝑐/𝑘 ( 1/𝜆↓2  − 1/𝜆↓1  )/𝑙𝑛((𝑹)(𝜆↓1 /

𝜆↓2  )↑5 )  	  [K]	



 

プラズマ発光トモグラフィ計測システム	

1.  プラズマ発光を光ファイバーを用いて採光する。	  

2.  光ファイバーより採光した光を、分光器の入射ス

リットに入射する。	  

3.  分光器出射スリットより波長分解された光が出射
される。	  

4.  出射された光は、球面平凸レンズ二枚を通り、
MAPMTの各光電面に入射される。	  

5.  MAPMTより出力された電流信号は抵抗器を介し
て電圧信号に変換しOSCで計測。	  

6.  出力結果より、プラズマの二次元分布を算出す
る。	

プラズマを同時に多方向より計測し、 プラズマの二次元空間分布を明らかにする
ための計測機器。	

システムの構成	



吸収エネルギー密度の算出	

𝐸= 𝑄↓12 /𝑆       [J/ m↑2 ]	

受熱チップの熱容量の変化量を受熱面積で割って､エネルギー密度とする	

u 温度変化による算出	  
　　受熱チップを温度T1からT2まで加熱するために必要な熱量をQ12とする。比熱cは物体の	  
　　温度に依存するため、c=	  f(T)とすると	

𝑄↓12 =∫𝑇↓1 ↑𝑇↓2 ▒𝑐𝑚𝑑𝑇=𝑚∫𝑇↓1 ↑𝑇↓2 ▒𝑓(𝑇)𝑑𝑇 ≅ 𝑐 𝑚(𝑇↓2 − 𝑇↓1 )= 𝑐 𝑚∆𝑇	  

c　　:	  チップの平均比熱 [J/kg	  ・K]	  
m	  　:	  チップの質量 [kg]	  
ΔT	  	  :	  温度変化 [K]	  
S	  　 :	  受熱面の表面積 [m2]	  



プラズマ及び材料表面の蒸気層のパラメータ測定	

測定結果	  
入射プラズマのパラメータに対する蒸気
層のパラメータの関係性を評価する。	

プラズマパラメータ計測	  
プラズマフロー方向に対して90度、
135度から計測を行いプラズマの温
度、速度を算出する。	  
	  
蒸気層のパラメータ計測	  
プラズマの入射に対して90度の方向
に光ファイバーを設置し蒸気層の温
度及び厚みを計測する。	  
また材料による蒸気層の変化を計測
する。	

蒸気層のパラメータ計測	  
材料：C	  ,W	  
計測波長：462.15nm(CI)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  426.72nm(CII)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  406.79nm(CIII)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400.87nm(WI)	

CTプラズマのパラメータ計測	  
ガス種：He	  ,H	  	  
計測波長：486.13nm(HI)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  468.58nm(HeII)	  


